
第 19卷 第 8期

2011 年 8 月

光学 精密工程
Optics and P recision Engineering

Vo l. 19 No . 8

Aug. 2011

收稿日期: 2010-09-26;修订日期: 2011-01-11.

基金项目:国家 863 高技术研究发展计划 B 类资助项目( No. 2006AA04Z367) ; 国家 863 高技术研究发展计划重点

资助项目( No. 2007AA042102)

文章编号 1004-924X( 2011) 08-1852-07

基于 PDMS和玻璃材料的毛细管被动阀临界压力分析
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摘要:针对现有的数值仿真方法不能够准确地计算矩形截面毛细阀用亲水性很好的玻璃作盖板时的临界压力, 提出了一

种分析复合壁面毛细管被动阀临界压力的方法。使用 Surface Evo lv er( SE)自由软件, 通过设置和实际流动相符的边界

条件 ,并监测在扩张段入口处接触角的变化范围, 实现了对由玻璃盖板和 PDMS 微通道构成的被动阀的临界压力的计

算。此时,接触线应该设置为可以进入到扩张段的侧壁上,而不能固定在扩张段入口处。对于深度为 25 m, 宽深比为

2, 4, 8, 16的毛细管被动阀,得到的临界压力分别为 0. 77, 0. 45, 0. 33, 0. 24 kPa。仿真结果和转台实验结果基本相符, 证

实了 SE 方法的有效性。文中分析了接触角对毛细阀有效性的影响, 指出当通道和平板材料的接触角之和大于 90 时,

毛细阀才能控制流动。
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Abstract: As the current simulation methods for capillar y burst v alv es can not ex act ly calculate the

burst pressure w hen the passive valve is lim ited by a g lass flat cover w ith good hydrophilicity, a meth-

od to analy ze the crit ical pressur e of the passive value w as proposed. The Surface Evolver ( SE) w as

used to simulate the burst pressure of the m icrovalv e composed of a glass cover and PDM S microchan-

nels by set t ing the properly boundary condit ions and monitor ing the var iat ion of the contact ang le at

the entr ance of expansion sect ion. In simulat ion, the liquid contact line should be set up the entrance

of expansion sect ion and come into the expansionary w alls that connect the g lass cover. Experiments

show that the capillary bur st pressures are 0. 77, 0. 45, 0. 33 and 0. 24 kPa, respect iv ely , for the m-i



crovalv es w ith the depth of 25 m and the aspect o f 2, 4, 8 and 16. T he obtained simulat ion data are

w ell in agreement w ith that obtained by a rotating plat form. T he ef fect of the contact ang le for the

capillary burst valve w as also discussed, w hich points out that the valves do w ork unt il the sum o f the

contact angles on both the flat cover and the channel w all is g reater than 90 .

Key words: microf luidic; capillary bur st v alve; bur st pressure; surface evolver

1 引 言

在微流系统中, 微阀的准确设计是实现流动

控制的关键。近年来,一种使用离心力作为主要

驱动力,用毛细管被动阀阻止流动的旋转平台微

流体系统由于易于控制、集成和制作而在生化分

析、个人医疗等领域得到广泛关注[ 1-2] 。这种毛细

管被动阀没有活动部分,依靠截面或表面润湿性

质的突变使液体的自由液面产生阻力。

这种旋转平台微流体系统, 由于受制作工艺

的限制,往往是先制作出敞口的微通道, 再用平面

盖板封装起来, 两者使用的材料一般并不相同。

受微通道尺寸、形状及壁面润湿性质的影响, 液体

自由液面的形状非常复杂。为求解弯曲液面的临

界压力,对于由单一材料组成的圆截面管道的毛

细管被动阀已有解析解;而对于这种有平面盖板

的矩形截面毛细管微阀, 尚无解析解[ 3]。

Man根据气-液-固界面的能量变化, 推导出

二维情况下微阀临界压力的近似公式
[ 4]
。Liu和

Chen用同样理论得到了三维情况的近似公

式[ 5-6]。Cho 根据接触线理论也得到了三维情况

的近似公式
[ 7]
。在数值仿真方面, Zeng 和 Gliere

分别用 CFD法求解 N-S 方程和有限元法求解液

面的拉普拉斯方程来计算临界压力[ 3, 8] 。在使用

聚合物制作平面盖板时, 接触角通常大于 60 , 这

时上述计算方法和实验符合较好。然而,当平面

盖板是亲水性很好的玻璃时(接触角约 20 ) , 即

使不施加外界压力, 也会有部分接触线越过扩张

段入口,进入到侧壁上。此时,上述方法的边界设

置和实际流动不符, 从而导致计算和实验结果相

差较大。

如果微通道具有很好的亲水性,则有利于实

现微流体系统的自动进样等分析过程,因此, 研究

由亲水性好的玻璃平板封装的被动阀很有意义。

Surface Evo lver ( SE)是 K. A. Br akke 开发的一

种研究自由液面的高速算法, 在航天、焊接等方面

得到了实际应用
[ 9-10]
。由于 SE 算法在设定接触

角时只能给固定值, 而根据被动阀原理,在扩张段

入口的接触角是变化的, 因此 SE 算法不能直接

得到被动阀的临界压力。本文结合接触线理论,

通过设置和实际流动相符的边界条件, 用 SE 算

法实现了被动阀仿真, 通过和实验结果以及已公

布的论文比较可知, 仿真结果是可信的。最后,针

对由 PDMS和玻璃盖板组成的毛细阀, 分析了毛

细阀的临界压力及微通道截面形状、接触角等参

数的影响。

2 被动阀原理和 SE 计算模型

考虑一个微通道,连接一个扩张段,如图 1所

示。由于存在接触角滞后现象, 由 Concus-Finn

公式[ 11-12] 可知, 在扩张段入口处, 当接触角满足

A< < A+ ,接触线停止不动。增大液体压力,

液面凸起,当接触角满足 A + ,接触线流过

扩张段,此时毛细阀达到临界压力。其中, 是扩

张角, A 是前进接触角。

图 1 被动阀结构示意图

F ig. 1 Schematic repr esentation o f capillar y burst

valv e in tube
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SE 算法求解在给定接触角和体积(或压力)

情况下,满足一定约束条件时的系统能量最小值,

可看作是一种交互式有限元。在忽略重力情况

下,系统总能量包括气、液、固三相之间的表面能

UT = sgA sg+ s lA s l+ lgA lg , (1)

其中, lg , s l, sg和 A lg , A sl , A sg分别是气-液、液-

固和气-固相之间的表面张力和面积。

由 Young 方程,

sg= sl+ lg cos , (2)

其中, 是接触角,代入上式可以得到

E= ( A s l+ A sg ) sg- A s l lgcos + A lg lg . (3)

上式右边第一项是常数, 第二项和润湿面积

有关,第三项是自由液面的表面能。

SE 算法考虑的是系统能量的极值, 因此式

( 3)中第一项不考虑; 对自由液面, SE自动计算;

对润湿界面,根据

E =
S
- lgcos dA , (4)

由斯托克斯定理,可将面积分转化为线积分, 即计

算由接触线位置(水平集约束)决定的润湿表面的

能量积分。

针对三面是扩张段, 一面是平面盖板的矩形

截面被动阀,计算模型如图2所示,扩张角是90。

对平面盖板,设置接触线可在平面上自由移动;对

扩张段上壁面, 接触线停留在扩张段入口; 对侧

壁,根据壁面的亲水情况,接触线或全部停留在入

口处,或有部分进入到扩张段侧壁。

对于体积约束, 由散度公式有

V =
V
dV = k dA , (5)

其中, k是盖板法线方向单位矢量。对图 2中毛

细阀,由于亲水的平面盖板在自由液面下方, 液体

流入到扩张段的体积可用自由液面沿- k 方向投

影围成的体积来计算。

当计算收敛时, 液面满足平衡条件, 总能量达

到最小,有

2 HN+ G zN= N , (6)

其中, 是体积约束的拉格朗日乘子, H 是平均曲

率, N 是自由液面的法向量。当不考虑重力 G

时, = 2 H 是弯曲液面产生的附加压力。

首先给定一个较小的液体体积,当液面平衡

后,用 SE 软件的 v 命令得到平衡时的液面附加

压力。同时,检测 A 或B 点的液面角度。不断增

加液体的体积, 当附加压力达到最大,或者接触线

上有一点超过前进接触角(指对扩张段壁面)时,

毛细阀达到临界压力。

图 2 三面扩张的被动阀及液面形状

F ig. 2 Capilla ry burst v alv e expanding along channel

width, depth and liquid meniscus at entr ance

of expansion section

3 实验设计

3. 1 微流体芯片的制作

以 PDMS和玻璃为材料制作微流体芯片,主

要工艺步骤如下[ 13] : 用光刻、干法刻蚀等工艺步

骤制得硅基模具; 将与固化剂混合过的液态

PDMS涂于钝化处理( C4 F8 等离子体)后的硅模

具上,加热固化、脱模,得到 PDMS 阳模; 再次将

与固化剂混合过的液态 PDMS 涂于钝化处理后

的阳模上, 加热固化、脱模, 得到含有敞口微通道

的 PDMS阴模; 最后将微通道与玻璃键合后得到

实验所用的微流体芯片(见图 3)。

图 3 微流体芯片制作工艺流程示意图

F ig . 3 Process diag ram o f microf luidic system

3. 2 实验方法

本文用转台实验测量毛细阀的临界压力。把

微流体芯片放在转台上(见图 4) , 在入口注入染

色的去离子水, 转台高速转动,液体受离心力作用
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图 4 转台实验示意图

Fig . 4 Schematic diag ram o f experimental dev ice

进入贮液池, 多余液体流到左侧废液池, 液面在

R1 处停下。停止转动, 在表面张力作用下, 液体

通过微通道,到达毛细阀( R2 处)后停下。转台再

次转动, 当离心力足够大时,毛细阀打开, 液体进

入扩张段。离心力的计算如下: [ 2]

p= 1
2

2
( R

2
2 - R2

1) , (7)

其中, = 2 n/ 60 是角速度, n 是转速, R2 和 R1

是液体两端距离转台圆心的距离。

当微阀打开时, 液柱两端压差为

p= p valve+ p capillary , (8)

其中, p valve是微阀临界压力; p capillary是液柱末端液

面( R1 处)产生的附加压力, 可根据下式得出[ 7]
:

Pcapillary= lg
cos PDMS( w+ 2h)+ co s glassw

wh
,

(9)

其中, PDM S , glass是 PDMS 和玻璃的接触角; w , h

是通道宽度和高度。

由公式(7) ~ ( 9) ,可得到微阀打开时的临界

转速。

n=
1800( p valve+ p capillary )

2
( R

2
2 - R2

1 )
. (10)

4 结果和讨论

4. 1 验证

为验证 SE 算法的正确性, 本文以文献[ 3]中

公布的具体参数和实验及有限元仿真结果为例,

和 SE 仿真结果进行比较(图 5)。微阀结构如图

2所示, 敞口微通道和平面盖板的材料分别是 Si

和PDMS, 接触角 A 分别取60和 80 。毛细阀扩

张角是 90 ,深 15 m。试剂为去离子水。从给出

的实验结果看(文献[ 3]中图 6) , 由于盖板的接触

角较大,微阀打开前,接触线几乎不会从扩张段侧

壁流出,因此在边界设置时可认为除平面盖板以

外的接触线全部停留在扩张段入口。

图 5 微阀临界压力和微阀宽度的关系

Fig . 5 Burst pressure vs . channel w idth

通过图 5 可以看到, 随着通道宽度的增加,

实验测得的毛细阀临界压力和仿真结果都逐渐减

小。SE 计算结果和有限元计算结果是接近的;当

宽度在 45~ 90 m 时, 和实验符合较好。当毛细

阀宽度> 90 m 时, 计算结果偏大。考虑 PDMS

比较软,在压力作用下会鼓起,横截面积增大导致

实验测得的附加压力要小于仿真结果, 因此计算

结果是合理的。当宽度< 30 m 时,两者相差较

大,说明当尺度较小时,还有更复杂的机理需要研

究。

图 5中还加入近似公式[ 7] (点线)的计算结

果。在宽度> 30 m 时,近似公式的值比实验结

果大。由图 2可知, 在扩张段入口的液面,并不是

所有位置的接触角都相同,而近似公式采用固定

接触角,实际上是假设在接触线所有位置上接触

角都达到 A + 90 ,因此近似公式的计算结果总体

上偏大。

4. 2 基于 PDMS-玻璃的毛细阀的压力

设对 PDMS和玻璃的前进接触角 A 为 120

和 20 ,后退接触角为 105 和 8。实验表明,对于

由 PDMS通道和玻璃盖板构成的微通道, 液体在

毛细力作用下前进到阀处停止,液面位置如图 6

所示。因为液柱后端在尺寸较大的注入室,附加

压力可近似为 0, 由液面前后压力平衡可知,在毛

细阀处液柱前端液面产生的附加压力也为 0。同

时可以看到,靠近玻璃平板的液体已经流过毛细
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阀,进入到扩张段的侧壁,接触线不会全部停留在

扩张段入口位置。

图 6 在有玻璃盖板的毛细阀上的液面位置

F ig. 6 L iquid meniscus at micr ova lve with a g lass

cover

目前的数值方法都是假设微通道上的接触线

全部停留在扩张段入口, 显然和实际情况不符。

事实上,对于这种情况下的毛细阀,如果接触线停

留在侧壁上,使用 SE 算法是无法收敛的。本文

将其设在侧壁上, 部分接触线可以沿着扩张段的

侧壁前进, 可更好地模拟实际流动。

在仿真中发现,如果设置在侧壁的接触线全

部可动,在体积很小的时候,计算很容易发散。由

于实验中也看不清楚接触线是否完全流过侧壁,

本文分别假设在扩张段入口的垂直侧壁,接触线

最多有ht/ 4, ht/ 2, 3ht/ 4和ht部分进入扩张段,

ht指侧壁高度。图 7( a)给出不同体积下压力的

变化关系, 图 7 ( b)是在限制高度为 3ht / 4 条件

下,达到临界压力时的自由液面。可以看到, 当进

入扩张段的液体体积较小时, 4 种假设得到的压

力几乎相等,说明开始只有少部分接触线流过侧

壁,上述限制不起作用。随着体积增大, 压力增

加。对于限制为 3ht / 4和 ht 两种情况, 曲线几乎

重合,得到的压力极值也是最小的。这说明当该

种毛细阀达到临界压力时, 接触线还有部分停留

在扩张段入口的侧壁上,因此本文限制接触线在

侧壁最多有 3/ 4高度部分可动不会影响仿真结

果。当压力达到极值时, A 点的接触角(指对扩张

段壁面)小于前进接触角, 因此仿真时, 在上壁面

的接触线可设为停留在扩张段入口不动。

图 8给出对于不同宽深比的毛细阀的实验

和仿真结果的比较。毛细阀深度为 25 m, 宽度

为 50~ 400 m。液柱设计尺寸 R2 和 R1 分别是

( a) 毛细阀临界压力和体积的关系

( a) Bur st pr essure v s. liquid volume

( b) 临界压力时的液面

( b) Meniscus under bur st pr essure

图 7 毛细阀的临界压力

Fig. 7 Bur st pr essure o f capilla ry burst va lve

图 8 临界转速和阀宽度的关系

Fig . 8 Burst r otat ional speeds vs. channel w idth

20, 15 mm。贮液池( R1 处)宽度和深度是 3 mm,

125 m。经过两次脱模, PDM S 微通道约有 4%

的收缩。液体是染色后的去离子水。对宽深比

2, 4, 8 和 16 的毛细阀, 得到的临界压力分别为

0. 77, 0. 45, 0. 33和 0. 24 kPa。实验和仿真结果

都表明,阀打开所需的转速随着宽深比的增加而
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不断减小。对于宽度为 50, 100 m 的阀, 实验和

仿真结果复合很好; 通道为 200, 400 m 时,偏差

约 20%。总体上仿真结果要小于实验结果,认为

这是由于在试验中转台转动停止后, 液体从 R1

处前进到 R2 处时, 由于液体体积不变, 贮液池的

液面会偏离 R1 一些, 导致液柱径向长度变短。

阀宽度越大,这种偏离越大一些。

4. 3 对平板毛细阀接触角的限制

当接触线流过侧壁, 毛细阀是否还具有控制

流动的功能不仅和平板的接触角有关, 还和壁面

的接触角有关。图 9给出不同接触角下毛细阀状

态的仿真结果。阴影部分为失效范围。可以看到

两个接触角的和需要大于90 , 毛细阀才能有效

图 9 毛细阀稳定性

Fig . 9 Stability o f capillary burst v alve

工作。当接触线流过侧壁时, 相当于液体在由侧

壁和平板构成的直角沟槽内流动, 在百微米尺度

下,可忽略重力影响,此时流动与微重力下流动类

似,因此符合 finn 第二定律[ 14]。文献 [ 15-16]表

明此时液体将沿着直角沟槽一直前进, 这种毛细

阀总是失效的。

5 结 论

本文提出一种分析复合壁面毛细管被动阀临

界压力的新方法。使用 Surface Evolv er 算法对

不同体积下扩张段入口处的液面进行仿真,并根

据接触线理论, 通过监测在扩张段入口处的接触

角的变化范围来判断微阀是否打开。对于由

PDMS 通道和玻璃平板组成的毛细阀, 由于玻璃

盖板具有很好的亲水性,有部分接触线会越过扩

张段入口,进入到侧壁上。SE 仿真时, 需要设置

和实际流动相符的边界条件。以 PDMS 微通道

和玻璃平板构成的毛细阀为例, 对于深度为 25

m, 宽深比为 2, 4, 8 和 16 的毛细阀, 计算出临

界压力分别为0. 77, 0. 45, 0. 33, 0. 24 kPa。制作

了相应的微流体芯片, 并通过转台实验进行了验

证,实验和仿真结果基本相符, 证明 SE 算法是有

效的。本文还分析了毛细阀的有效性, 指出当通

道和平板材料的接触角之和大于 90 时, 平板毛

细阀才能控制流动。
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